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我々のグループでは，ＭＥＭＳ（Microelectromechanical	Systems）プロセスと親和性が高く，

狭ギャップ，高アスペクトの櫛歯電極の側壁を均一にエレクトレット化する手法を独自に構築(1)

しており，環境振動から高効率的にエネルギー回収する振動発電デバイスの研究開発を進めてい

る。この成果をもとに，２０２１年に振動エナジーハーベスタの上市を予定している。	

静電櫛歯電極を用いた振動発電を増大するには，エレクトレットの帯電電圧を大きくしたり，

くし歯電極間ギャップを狭くして，電極間の静電力を大きくする必要がある。ところが，必要以

上に大きな静電力は外部振動を受ける可動電極の動きを拘束することから，その励振には環境振

動以上の加速度が必要であった。そこで本研究では，可動電極の振動方向に左右対称な固定電極

を設けて静電拘束力を打ち消す構造を提案した(2)。これにより，従来は十分な発電量を得られな

かった１００㎐以下，０.１G 程度の「微小振動」からでも，取り出し効率７０％以上を達成し，

小型無線センサノード駆動に必要な５００µW 程度の発電量を得ることが可能になった。	

量産化のためには，デバイスの性能とともに生産工程・検査工程の高スループット化も必要である。従来

のエレクトレット形成では，真空中で６００℃に加熱した櫛歯電極間に電圧を印加する必要があり，チップ

毎の処理が最もボトルネックとなっている。そこで

本研究では，ウエハレベルで局所的に加熱するエレ

クトレット形成技術を開発し，従来比で１００倍以

上の高スループット化を達成した。さらに，発電デバ

イスの帯電電圧，共振周波数の新測定方法などの検

査工程の高速化にも取り組んでおり，今後の導入を

目指している。	
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